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(57) Abstract

The invention concerns a method of treating substrates (3) in a treatment fluid (9), the substrates (3) being lifted into and out of said
fluid by means of a lifting device. According to the invention, this operation can be carried out very simply with high productivity and
such that square or rectangular substrates can also be treated in that the substrates (3) are partially lifted out of the treatment fluid (9) by
a pick-up device (1) and are then taken over by a dry second pick—up device (2) and lifted out completely. A device displaying these
advantages comprises a first pick-up device (1) for partially lifting the substances (3) out of the treatemnt fluid, and a second dry pick-up
device (2) for taking over the substrates (3) and lifting them out completely.




(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zum Behandeln von Substraten (3) in einem Behandlungsfluid (9) bei dem die Substrate (3) mit einer
Hubvorrichtung ein— und ausgehoben werden, ergibt sich ein sehr einfacher Ablauf mit hoher Produktivitit und der Behandlungsmaglichkeit
auch von quadratischen oder rechteckigen Substraten dadurch, daB die Substrate (3) mit einer Aufnahme (1) teilweise aus dem
Behandlungsfluid (9) herausgehoben und danach von einer trockenen zweiten Aufnahme (2) tibernommen und volistandig herausgehoben
werden. Eine Vorrichtung mit den genannten Vorteilen weist eine erste Aufnahme vorrichtung (1) zum teilweisen Ausheben der Substrate
(3) aus dem Behandlungsfluid, sowie eine zweite, trockene Aufnahme (2) zum Ubernehmen und vollstandigen Herausheben der Substrate
(3) auf.
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Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Substraten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln von
Substraten, die in einem Behandlungsfluid behandelt und
mit einer Hubvorrichtung ein- und ausgehoben werden.
Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung zum
Behandeln von Substraten in einem Behandlungsfluid, mit
einer Hubvorrichtung.

Aus der DE 195 46 990 Al, die auf dieselbe Anmelderin
wie die vorliegende Anmeldung zuriickgeht, ist eine An-
lage zur Behandlung und ein Trocknungsverfahren be-
kannt, bei der bzw. bei dem scheibenférmige Substrate,
beispielsweise Halbleiterwafer, mit einem Hubmesser aus
einem Substrattrédger iiber die Behandlungsfluid-Oberfli-
che angehoben und in Filihrungen einer Haube eingefiihrt
werden. Nachdem das Behandlungsfuid aus dem Behand-
lungsbehdlter abgeleitet wurde, werden die getrockneten
Substrate wieder in den nunmehr ebenfalls trockenen
Substrattrédger abgesenkt und mit diesem aus der Anlage

entnommen.

Diese bekannte Vorrichtung und das bekannte Verfahren
haben sich in der Praxis gut bewihrt. Dennoch weisen
sie Nachteile hinsichtlich des fiir diesen Trocknungs-
vorgang erforderlichen Zeitbedarf auf. Dariiber hinaus
muB fir die Trocknung des Subtrattrigers das Behand-
lungsfluid abgelassen werden, was nicht nur zeitaufwen-
dig ist, sondern auch einen héheren Fluidbedarf erfor-
dert. Da die Substrate beim Ausheben aus dem Behand-
lungsfluid in Flihrungen einer Haube gefiihrt werden miis-
sen, ist auch eine solche Haube notwendigerweise erfor-
derlich. Insbesondere fiir quadratische oder rechteckige
Substrate ist es jedoch nicht oder nur mit groBen
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Schwierigkeiten und der Gefahr von Substratbriichen m&g-
lich, die Substrate in Filhrungen der Haube zu fiihren.

Aus der EP 0 385 536 Al ist ein Verfahren und eine Vor-
richtung zum Trocknen von Substraten nach der Behand-
lung in einem Fluid bekannt, bei der die Substrate in
Flihrungsschlitzen eines Fluidbeh&dlters gefiihrt und ge-
halten sind. Ein -Anhebelement driickt die in den Fiih-
rungsschlitzen des Fluidbehidlters gehaltenen und ge-
fiihrten Substrate nach oben und in eine Hilfskassette,
wobei die Substrate auch nach vollstdndigem Herausheben
aus dem Behandlungsfluid weiterhin mit dem Hebeelement
in Beriihrung stehen, das mit dem Behandlungsfluid be-
netzt ist. Die Trocknung der Substrate ist daher nicht
sicher gewdhrleistet, insbesondere dann nicht, wenn das
Hebeelement gleichzeitig auch die Halterung fiir die
Substrate bildet und daher eine relativ groBe Beriih-
rungsfldche mit den Substraten aufweist.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Ein- und Ausbringen
von Substraten in ein bzw. aus einem Behandlungsfluid
anzugeben bzw. zu schaffen, die bzw. das die genannten
Nachteile bekannter Einrichtungen nicht aufweist und
insbesondere einen schnellen, zuverlidssigen Trocknungs-
vorgang und Aushub vor allem auch fiir quadratische bzw.
rechteckige Substrate mit einfachen Mitteln und gerin-
gem Aufwand ermdglicht.

Bei dem eingangs genannten Verfahren wird diese Aufgabe
erfindungsgemadf dadurch geldst, daR die Substrate mit
einer ersten Aufnahme teilweise aus dem Behand-
lungsfluid herausgehoben und danach von einer zweiten

Aufnahme iibernommen und vollstdndig aus dem Behand-
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lungsfluid (8) herausgehoben werden, die beim iUberneh-
men der Substrate (3) trocken ist. Durch die erfin-
dungsgemdBe MaBnahme sind Filhrungen auBerhalb des
Fluidbehdlters, beispielsweise in einer Haube nicht
mehr erforderlich, sodaf Fihrungen in der Haube oder
gegebenenfalls auch die Haube selbst nicht mehr erfor-
derlich sind bzw. ist, und insbesondere auch quadrati-
sche bzw. rechteckige Substrate ohne die Gefahr eines
Bruchs handhabbar sind.

Sofern die zweite Aufnahme nicht ohnehin trocken ist,
wird gemédB einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung die zweite Aufnahme getrocknet, bevor sie
die Substrate libernimmt. Die zweite Aufnahme kann dabei
vorzugsweise im gleichen Arbeitsgang wie die Substrate
getrocknet werden. Die bereits getrocknete zweite Auf-
nahme kommt dabei vorzugsweise mit Bereichen der Sub-
strate in Beriihrung, die bereits getrocknet sind, sich
also bereits oberhalb der Fluidoberfliche befinden,
liber der sich auch die zweite Aufnahme bei Ubernahme
der Substrate befindet.

Gemdf der Erfindung hebt die zweite Aufnahme danach die
Substratbereiche, die sich gegebenenfalls bei Ubergabe
der Substrate von der ersten Aufnahme zur zweiten Auf-
nahme noch im Beﬁandlungsfluid befinden, vollstidndig
aus diesem aus. Kein Substratbereich, der bereits ge-
trocknet ist, kommt daher mit einem noch nicht getrock-
neten Aufnahmebereich in Beriihrung. Um dies zu errei-
chen, ist es gemdf der Erfindung nicht erforderlich,
das Behandlungsfluid aus dem Fluidbehilter abzulassen.

GemdB einer besonders vorteilhaften Ausfilhrungsform der
Erfindung werden die erste und die zweite Aufnahme in
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vertikaler Richtung relativ zueinander bewegt, wodurch
eine zuverlédssige, sichere Ubernahme der Substrate von
der ersten zur zweiten Aufnahme gewdhrleistet ist. Wih-
rend dieses Ubergabevorgangs werden die Substrate wei-
terhin mit einer im wesentlichen kontinuierlichen Ge-
schwindigkeit ohne Anhalten oder sprunghafte Geschwin-
digkeitsdnderung aus dem Behandlungsfluid gehoben, wo-
durch das Anhaften von Partikeln oder Verunreinigungen

an den Substraten wesentlich verringert wird.

GemdB einer weiteren sehr vorteilhaften Ausfithrungsform
der Erfindung werden sich an der tiefsten Stelle der
Substrate bildende Tropfen mit einem Tropfen-
Ableitelement abgeleitet. Beim Ausfahren der Substrate
bildet sich jeweils ein letzter Tropfen an der tief-
sten, untersten Stelle der Substrate, der nicht oder
nur schlecht abtropft. Durch das Ableiten dieses Trop-
fens mittels eines Tropfenableitelements wird auch die-

ser Bereich schnell und zuverlidssig getrocknet.

GemdB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden
die Substrate beim Beladen der Anlage bzw. Vorrichtung
in bzw. auf die zweite Auflage gebracht und beim Entla-
den aus bzw. von der zweiten Auflage entnommen. Mit dem
erfindungsgemdfen Verfahren ist also keine zusitzliche
Fiihrung oder kein zusdtzlicher Tridger fiir die Substrate
erforderlich.

Das erfindungsgemdfe Verfahren ist insbesondere im Zu-
sammenhang mit einem Trocknungsvorgang nach dem Maran-
goni-Prinzip vorteilhaft einsetzbar, bei dem die zu
trocknenden Substrate mit einem Gas oder Gasgemisch,
beispielsweise mit Isopropylalkohol, Stickstoff oder

einem Gemisch aus diesen Gasen, beaufschlagt werden,
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wodurch der Trocknungsvorgang wesentlich schneller ab-
lauft.

Ausgehend von der eingangs genannten Vorrichtung wird
die gestellte Aufgabe weiterhin erfindungsgemidn durch
eine erste Aufnahme zum teilweisen Ausheben der
Substrate aus dem Behandlungsfluid und eine zweite Auf-
nahme zum Ubernehmen der Substrate nach dem wenigstens
teilweisen Ausheben durch die erste Aufnahme geldst,
wobei die zweite Aufnahme beim Ubernehmen der Substrate
trocken ist. Die damit erreichten Vorteile entsprechen
denen, wie sie bereits im Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemdfen Verfahren zuvor beschrieben wurden. Auch
hier ist es vorteilhaft, wenn die zweite Aufnahme beim
Ubernehmen der Substrate von der ersten Aufnahme be-
reits trocken ist bzw. analog zum Trocknungsvorgang fir
die Substrate schon getrocknet ist, wenn die zweite
Aufnahme ebenfalls aus dem Behandlungsfluid ausgehoben
wird. Bereits getrocknete Bereiche der Substrate kommen
dabei wiederum nur mit bereits getrockneten Bereichen
der zweiten Aufnahme in Berithrung, so daB die Substrate

nicht wieder mit dem Fluid in Berilihrung kommen.

Sehr vorteilhaft ist ein Tropfenableitelement, das mit
der untersten Stelle der Substrate wenigstens dann in
Kontakt steht, wenn die Substrate vollstdndig aus dem
Behandlungsfluid ausgehoben sind. Bei rechteckigen oder
quadratischen Substraten ist dabei die unterste Stelle
der Substrate eine Ecke des Substrats.

GemdB einer vorteilhaften Ausfiihrung der Erfindung ist
die erste und zweite Aufnahme mit jeweils einem Trans-
portschlitten verbunden, die entsprechend angetrieben

und in ihren Bewegungsabl&dufen gesteuert werden, um die
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stehen sind, die einen Behandlungsvorgang in einem Be-
handlungsfluid und einem nachfolgenden Trocknungsvorgang
2u unterziehen sind. Der Begriff Substrat umfaft also
nicht nur Halbleiterwafer, sondern insbesondere auch LCD-
Scheiben, Compactdiscs, CD's, Flachbildschirme, Masken
usw.

Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten und Vorteile
derselben wird bzw. werden nachfolgend anhand der Fig. 1
bis 6 erldutert, die in schematischer Darstellung die er-
findungsgemédfe Vorrichtung und den Ablauf des erfindungs-
gendfBen Verfahrens wiedergeben.

Die Fig. 1 bis 6 zeigen jeweils schematische Darstellun-
gen einer ersten Aufnahme 1 mit Aufnahmebereichen ia und
1b sowie eine zweite Aufnahme 2 mit Aufnahmebereichen 2a
und 2b. Im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel wird die Er-
findung im Zusammenhang mit der Verwendung von quadrati-
schen Substraten 3 beschrieben, die - wie dies im weite-
ren ausgefiihrt wird - sowohl in der ersten Aufnahme 1 als

auch in der zweiten Aufnahme 2 zu liegen kommen.

Mit der zweiten Aufnahme 2 ist ein Tropfenableitelement 4
in Form eines Messers liber Arme 5, 6 verbunden, so daf
die Spitze 7 des messerartigen Abtropfelements 4 in kon-
stantem Abstand zur zweiten Aufnahme 2 steht und die un-
tere Ecke des quadratischen Substrats 3 berihrt, wenn
sich die Substrate 3 in bzw. auf der Aufnahme 2 befinden.

Mit dem Bezugszeichen 8 ist jeweils die Fluid-Oberfliche
des Behandlungsfluids 9 schematisch dargestellt, in die
die Substrate ein- und aus dem die Substrate ausgebracht

werden.

GemdB Fig. 1 wird die Vorrichtung mit den Substraten 3
beladen, indem diese auf bzw. in die zweite Aufnahme 2

jeweils als Pakete parallel zueinander von oben und ober-
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halb der Fluidoberflidche 8 auf- bzw. eingesetzt werden.
Damit die Substrate 3 parallel zueinander senkrecht in
ihrer Lage verbleiben, weist die Aufnahme 2 bzw. deren
Aufnahmebereiche 2a und 2b parallele Halterungsschlitze
auf, in denen die Kanten der Substrate 3 liegen.

Die unteren Ecken der Substrate 3 beriihren die Spitze 7
des Tropfen-Ableitelements 4, das beim Beladen der Vor-
richtung gem&dB Fig. 1 jedoch zunichst keine Funktion be-

sitzt.

Nach dem Beladen der zweiten Aufnahme 2 mit den Substra-
ten 3 gemdf Fig. 1 wird die erste und zweite Aufnahme 1,
2 so weit abgesenkt, daB die Substrate 3 vollstdndig in
das Behandlungsfluid 9 eintauchen, wie dies in Fig. 2 ge-
zeigt ist. In dieser Position werden die Substrate mit
einem Behandlungsfluid, beispielsweise einem Splilfluid,
behandelt, wie dies beispielsweise aus der DE 44 13 077
Al bekannt ist.

Wahrend der Fluidbehandlung der Substrate 3 oder auch
erst danach wird die erste Aufnahme 1 relativ zur zweiten
Aufnahme 2 angehoben, so daB die Substrate 3 in bzw. auf
der ersten Aufnahme 1 liegen und von der zweiten Aufnahme
2 freikommen. Dieser Zustand ist in Fig. 2 dargestellt.

Nach der Behandlung der Substrate 3 im Behandlungsfluid 9
wird sowohl die erste als auch die zweite Aufnahme 1 bzw.
2 in der in Fig. 2 dargestellten Relativlage zueinander
gleichzeitig und parallel angehoben, so daB die Substrate
3 gemdf Fig. 3 liber die Fluidoberfliche 8 hinaus gelangen
und im Bereich oberhalb der Fluidoberfliche 8 beispiels-
weise und vorzugsweise gemidf dem Marangoni-Prinzip ge-
trocknet werden, das in der EP 0 385 536 A1l beschrieben
ist. Die zweite Aufnahme 2 mit den Aufnahmebereichen 2a
und 2b gelangt dabei ebenfalls iliber die Fluidoberfliche 8
und wird in entsprechender Weise getrocknet, wobei die
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zweite Aufnahme 2 nicht mit den Substraten 3 in Beriihrung
steht. Die Substrate 3 werden wdhrend dieses Verfahrens-—

schritts von der Aufnahme 1 gehalten.

Nachdem die Aufnahme 2 und die Kantenbereiche der sub-
strate 3, die bereits aus dem Behandlungsfluid 9 heraus-
gehoben wurden, trocken sind, werden die erste Aufnahme 1
und die zweite Aufnahme 2 relativ zueinander so bewegt,
daB die zweite Aufnahme 2 die Substrate 3 {ibernimmt, die
dadurch von der ersten Aufnahme 1 freikommen, wie dies in
Fig. 4 schematisch dargetellt ist. Die zweite Aufnahme 2
tiberholt also in ihrer Aufwdrtsbewegung in diesem Hubbe-
reich die erste Aufnahme 1.

Wie Fig. 5 zeigt, werden nunmehr die restlichen Bereiche
der Substrate 3, die noch im Behandlungsfluid 9 einge-
taucht waren, iiber die Fluidoberfliche 8 gehoben und ge-
trocknet, ohne daf dabei die erste Aufnahme 1 stért, da
sie wdhrend dieses Verfahrensschritts nicht mit den
Substraten 3 in Beriihrung steht.

Nachdem die Substrate 3 vollstdndig lber die Fluidober-
flache 8 angehoben sind, bewirkt das Abtropfelement 4, an
dessen Spitze 7 die unteren Ecken der Substrate 3 anlie-
gen, daf die jeweiligen, an den unteren Ecken der Sub-
strate auftretenden letzten Tropfen abgeleitet werden.
Dieser Zustand ist in Fig. 6 schematisch dargestellt, die
auch die Position wiedergibt, in der die Substrate 3 ent-
laden werden kdnnen, um in derselben Position entspre-
chend Position la danach wieder fiir den ndachsten Bela-
dungsvorgang bereitzustehen.

Die Aufnahmen 1, 2 sind mit nicht dargestellten Antriebs-
vorrichungen verbunden, die den Bewegungsablauf, das Ge-
schwindigkeitsprofil der Aufnahmen 1 und 2 und/oder die
Relativbewegungen der Aufnahme 1 und 2 zueinander vorneh-
men und steuern. Vorteilhafte Ausfihrungsformen derarti-
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untere Ecke des quadratischen Substrats 3 beriihrt, wenn
sich die Substrate 3 in bzw. auf der Aufnahme 2 befin-

den.

Mit dem Bezugszeichen 8 ist jeweils die Fluid-
Oberfldche des Behandlungsfluids 9 schematisch darge-
stellt, in die die Substrate ein- und aus dem die

Substrate ausgebracht werden.

GemdB Fig. 1 wird die Vorrichtung mit den Substraten 3
beladen, indem diese auf bzw. in die zweite Aufnahme 2
jeweils als Pakete parallel zueinander von oben und
oberhalb der Fluidoberfldche 8 auf- bzw. eingesetzt
werden. Damit die Substrate 3 parallel zueinander senk-
recht in ihrer Lage verbleiben, weist die Aufnahme 2
bzw. deren Aufnahmebereiche 2a und 2b parallele Halte-
rungsschlitze auf, in denen die Kanten der Substrate 3

liegen.

Die unteren Ecken der Substrate 3 beriihren die Spitze 7
des Tropfen-Ableitelements 4, das beim Beladen der Vor-
richtung gemdf Fig. 1 jedoch zunidchst keine Funktion
besitzt.

Nach dem Beladen der zweiten Aufnahme 2 mit den
Substraten 3 gemdB Fig. 1 wird die erste und zweite
Aufnahme 1, 2 so weit abgesenkt, daB die Substrate 3
vollstdndig in das Behandlungsfluid 9 eintauchen, wie
dies in Fig. 2 gezeigt ist. In dieser Position werden
die Substrate mit einem Behandlungsfluid, beispielswei-
se einem Splilfluid, behandelt, wie dies beispielsweise
aus der DE 44 13 077 Al bekannt ist.
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Wdhrend der Fluidbehandlung der Substrate 3 oder auch
erst danach wird die erste Aufnahme 1 relativ zur zwei-
ten Aufnahme 2 angehoben, so daB die Substrate 3 in
bzw. auf der ersten Aufnahme 1 liegen und von der zwei-
ten Aufnahme 2 freikommen. Dieser Zustand ist in Fig. 2
dargestellt.

Nach der Behandlung der Substrate 3 im Behandlungsfluid
9 wird sowohl die erste als auch die zweite Aufnahme 1
bzw. 2 in der in Fig. 2 dargestellten Relativlage zu-
einander gleichzeitig und parallel angehoben, so daB
die Substrate 3 gemdB Fig. 3 iiber die Fluidoberfliche 8
hinaus gelangen und im Bereich oberhalb der Fluidober-
fldche 8 beispielsweise und vorzugsweise gemidB dem
Marangoni—Prinzib getrocknet werden, das in der EP 0
385 536 Al beschrieben ist. Die zweite Aufnahme 2 mit
den Aufnahmebereichen 2a und 2b gelangt dabei ebenfalls
liber die Fluidoberfldche 8 und wird in entsprechender
Weise getrocknet, wobei die zweite Aufnahme 2 nicht mnit
den Substraten 3 in Beriihrung steht. Die Substrate 3
werden wdhrend dieses Verfahrensschritts von der Auf-

nahme 1 gehalten.

Nachdem die Aufnahme 2 und die Kantenbereiche der Sub-
strate 3, die bereits aus dem Behandlungsfluid 9 her-
ausgehoben wurden, trocken sind, werden die erste Auf-
nahme 1 und die zweite Aufnahme 2 relativ zueinander so
bewegt, daB die zweite Aufnahme 2 die Substrate 3 iiber-
nimmt, die dadurch von der ersten Aufnahme 1 freikom-
men, wie dies in Fig. 4 schematisch dargetellt ist. Die
zweite Aufnahme 2 iiberholt also in ihrer Aufwidrtsbewe-
gung in diesem Hubbereich die erste Aufnahme 1.

ERSATZBLATT (REGEL 26)
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Wie Fig. 5 zeigt, werden nunmehr die restlichen Berei-
che der Substrate 3, die noch im Behandlungsfluid 9
eingetaucht waren, iiber die Fluidoberflidche 8 gehoben
und getrocknet, ohne daB dabei die erste Aufnahme 1
stort, da sie wdhrend dieses Verfahrensschritts nicht
mit den Substraten 3 in Beriihrung steht.

Nachdem die Substrate 3 vollstidndig iliber die Fluidober-
fldache 8 angehoben sind, bewirkt das Abtropfelement 4,
an dessen Spitze 7 die unteren Ecken der Substrate 3
anliegen, daf die jeweiligen, an den unteren Ecken der
Substrate auftretenden letzten Tropfen abgeleitet wer-
den. Dieser Zustand ist in Fig. 6 schematisch darge-
stellt, die auch die Position wiedergibt, in der die
Substrate 3 entladen werden kénnen, um in derselben Po-
sition entsprechend Position la danach wieder fiir den

ndchsten Beladungsvorgang bereitzustehen.

Die Aufnahmen 1, 2 sind mit nicht dargestellten An-
triebsvorrichungen verbunden, die den Bewegungsablauf,
das Geschwindigkeitsprofil der Aufnahmen 1 und 2
und/oder die Relativbewegungen der Aufnahme 1 und 2 zu-
einander vornehmen und steuern. Vorteilhafte Ausfiih-
rungsformen derartiger Antriebsvorrichtungen und Hu-
beinrichtungen sind insbesondere in der DE 195 46 990
Al derselben Anmelderin beschrieben. Um Wiederholungen
zu vermeiden, wird auf diese Druckschrift verwiesen,
die insofern zum Inhalt der vorliegenden Anmeldung ge-

macht wird.

Die Erfindung wurde zuvor anhand einer Ausfiihrungsform
unter Bezugnahnme auf schematische Figuren beschrieben.
Dem Fachmann sind jedoch zahlreiche Abwandlungen oder
Ausgestaltungen und Modifikationen méglich, ohne daB
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dadurch der Erfindungsgedanke verlassen wird. Bei-
spielsweise ist das erfindungsgemife Verfahren und die
erfindungsgemiBe Vorrichtung auch im Zusammenhng mit
Substraten anwendbar, die nicht quadratisch oder recht-
eckig sind, sondern eine andere Form, beispielsweise
eine Scheibenform aufweisen. Auch ist es méglich, die
Aufnahmen 1, 2 je nach den Gegebenheiten unterschied-
lich auszubilden. Die erste Aufnahme 1 kann dariiber
hinaus gegebenenfalls auch unterhalb der Fluidoberflia-
che 8 bleiben und nicht iiber sie angehoben werden.
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Patentanspriiche

Verfahren zum Behandeln von Substraten (3), die in
einem Behandlungsfluid (8) behandelt und mit einer
Hubvorrichtung ein- und ausgehoben werden,

dadurch gekennzeichnet, daB die Sub-
strate (3) mit einer ersten Aufnahme (1) teilweise
aus dem Behandlungsfluid (8) herausgehoben, und da-
nach von einer zweiten Aufnahme (2) ilibernommen und
vollstdndig aus dem Behandlungsfluid (8) herausge-
hoben werden, die beim Ubernehmen der Substrate (3)

trocken ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die zweite Aufnahme (2) getrocknet wird, bevor

sie die Substrate (3) iibernimmt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB die erste und zweite Auf-
nahme (1, 2) in vertikaler Richtung relativ zuein-

ander bewegt'werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB sich an der tiefsten

Stelle (10) der Substrate (3) bildende Tropfen nit
einem Tropfen-Ableitelement (4) abgeleitet werden.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate (3)
beim Beladen in oder auf die zweite Aufnahme (2)

gebracht werden.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate (3) beim

Entladen aus oder von der zweiten Aufnahme (2) ent-
nommen werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate (3)
und/oder die erste und/oder die zweite Aufnahme (1,
2) beim Ausfahren aus dem Behandlungsfluid (8) mit
einem Gas beaufschlagt werden.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daB das Gas Isopropylalkohol, Stickstoff oder
eine daraus gebildete Gasmischung ist.

Vorrichtung zum Behandeln von Substraten (3) in ei-
nem Behandlungsfluid (8), mit einer Hubvorrichtung,
gekennzeichnet durch eine erste Aufnahme (1) zum
teilweisen Ausheben der Substrate (3) aus dem Be-
handlungsfluid (8) und durch eine zweite Aufnahme
(2) zum Ubernehmen der Substrate (3), wobei die
zweite Aufnahme (2) beim Ubernehmen der Substrate

trocken ist.

Vorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch
ein Tropfen-Ableitelement (4), das mit der un-
tersten Stelle (10) der Substrate (3) in Kontakt
steht.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, daR die Substrate (3) recht-
eckig sind und die unterste Stelle (10) der Sub-
strate (3) eine Ecke (4) des Substrats (3) ist.
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Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daB die erste und zweite Auf-
nahme (1, 2) mit jeweils einem Transportschlitten

verbunden ist.

Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, daB die Transportschlitten bzw. die erste und
zweite Aufnahme (1, 2) in vertikaler Richtung rela-
tiv zueinander bewegbar sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daf der Bewegungsablauf
und/oder die Hubgeschwindigkeit der Transport-
schlitten, sowie deren Relativbewegung und/oder Re-
lativgeschwindigkeit zueinander mit wenigstens ei-

ner Steuerkurve steuerbar sind.
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